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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高性能な新素材の開発を促進するために、脱成分反応時の形成メカニズムを説明す
る上で、脱合金反応の界面で形成されるFe7Mo6-Ni-Mgのナノスケール観察が重要
である。脱成分処理をした新素材(700℃と900℃の温度で作製された複合
体Fe7Mo6-Ni-Mg) から東北大学のFIBを用いて断面試料を作製し、TEMにより構造・
組織観察を行った。

実験
Experimental

試料はMg溶融浴中で分解するNi-Fe-Mo合金を用いた。700℃と900℃の温度で作
製された複合体Fe7Mo6-Ni-Mgの表面観察を行い、反応界面を含む領域について集
束イオンビーム加工 (FIB) 装置によりTEM観察用薄片を作製した。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.1にFIB加工による700℃試料採取の様子を示す。Fig. 1に示すように、表面にダ
メージが入らないように保護膜を成膜した後 (a)、TEMグリッドへ試料薄片を固定
し (b)、さらにGaイオンビームによる削り加工によりTEM観察が可能な厚さまで薄
片化を行った (c)。所望の観察領域について、高分解能観察が可能な薄い薄片を作
製することができた。Fig.2にFIB加工による900℃試料採取の様子を示す。Fig.1と
同様に、表面にダメージが入らないように保護膜を成膜した後 (a)、TEMグリッド
へ試料薄片を固定し (b)、さらにGaイオンビームによる削り加工によりTEM観察が
可能な厚さまで薄片化を行った (c)。反応界面を含む観察領域について、厚さ100
nm以下の高分解能観察が可能な薄い薄片を作製することができた。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 700℃-断面試料のリフトオフの様子（SEM像）

図・表・数式 2
Figures, Tables and

Equations 2

Fig. 2 900℃-断面試料のリフトオフの状況（SEM像）
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